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１．概要（Summary） 

眼科の眼底網膜検査や、歯科治療前の検診において

は、患部の断層写真を非侵襲で観察する光断層計測法

（Optical Coherence Tomography, OCT）の利用が広が

っている。断層画像を鮮明に観察するためには、短時間

で光干渉計測する必要があり、このために高速で波長を

走引可能な光源が必要とされている。本研究ではMEMS
技術を用いて 90 kHz で高速走引可能な光スキャナを開

発した。 
 
２．実験（Experimental） 
【利用した主な装置】 
 高速シリコン深掘りエッチング装置、等 
【実験方法】 
 半導体マイクロマシニングにより SOI 基板の両面を加工

し、静電駆動で上下する可動ミラーを構成した。また、そ

のミラーを面発光型レーザ素子と組み合わせることで、波

長可変光源を構成した。 
 
３．結果と考察（Results and Discussion） 
 ＭＥＭＳ光スキャナと面発光型レーザをファブリ・ペロ干

渉計として組合せて、中心波長 1060 nm、波長可変レン

ジ 100 nm、コヒーレンス長 100 nm 以上、波長走引速度

10〜200 kHz の波長可変光源を実現し、光断層計測装

置を開発した。 
 

  
Fig. 1 Structure of tunable MEMS VCSEL (side view). 

 
４．その他・特記事項（Others） 
・ 本研究は、東京大学とサンテック株式会社、東京工

業大学との共同研究として実施した。 
・ 装置利用に際しては、ナノプラットフォーム支援員に

操作代行等の協力を戴いた。 
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